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Kontrola jakosci urzqdzen diagnostycznych

wykorzystujgcych promieniowanie jonizujgce

Urzgdzenia stosowane w radiografii ogdlnej cyfrowej. Testy specjalistyczne:

Nazwa testu:

3. Warstwa potchtonna (HVL)

Urzqdzenia stosowane w radiogrdfii ogolnej cyfrowej. Testy specjalistyczne:

Nazwa testu:
5. Wielkos¢ ogniska

6. Geometria wigzki promieniowania rentgenowskiego

Urzqdzenia stosowane w radiografii ogdlnej cyfrowej. Testy podstawowe:

Nazwa testu:
3. Rozdzielczos¢ wysoko i niskokontrastowa

5. System kontroli ekspozycji (AEC)
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UWAGA:

Nalezy pamietac, ze wykonanie serii ekspozycji w krotkim czasie

stwarza niebezpieczenstwo przecigzenia lampy RTG.

Zaleca sie, zeby minimalny odstep pomiedzy kolejnymi ekspozycjami wynosit 30 sekund.

Przed wykonaniem testow nalezy wygrzac¢ lampe RTG zgodnie z zaleceniami producenta.

Na zajeciach laboratoryjnych nalezy bezwzglednie przestrzegac:
e zasad ochrony radiologicznej
e regulaminu zajec laboratorium KJUD

e regulaminu pracy z aparatem rentgenowskim Flexavision HB firmy Shimadzu

zyczymy przyjemnych zajec :)
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Urzadzenia stosowane w radiografii cyfrowej ogdlnej. Testy specjalistyczne:

3. Warstwa pétchtonna (HVL)
1. Ustawi¢ lampe rentgenowska aparatu w maksymalnej odlegtosci od powierzchni stotu.

2. Ustawi¢ detektor w osi wigzki w odlegto$ci minimum 15 cm od powierzchni stotu i minimum 50 cm od Scian

i przedmiotéw rozpraszajgcych.
3. Za pomocg ogranicznikdw ograniczy¢ pole promieniowania po rozmiarow detektora.
4. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:

wysokie napiecie: np. 50 kV

obcigzenie czasowo-pragdowe: 4 mAs

5. Usuna¢ wszystkie elementy absorbujgce promieniowanie X na drodze lampa — detektor i wykonac ekspozycje.
Zanotowac¢ w formularzu zmierzong warto$¢é kermy w powietrzu jako warto$¢ Ky, oraz zmierzong warto$¢ warstwy
poétchtonnej jako HVLy;. Wyniki zapisac

6. Mozliwie jak najblizej lampy rentgenowskiej umiescic filtr aluminiowy o grubosci 1 mm i wykonac kolejng
ekspozycje dla tych samych parametréw lampy. Zanotowa¢ w formularzu zmierzong warto$¢ kermy w powietrzu
jako K.

7. Wykonac kolejne ekspozycje dla réznych grubosci filtréw Al. (np. 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm). Wyniki
zanotowac¢ w formularzu odpowiednio jako K, Kz, K4, Ks, Kg.

8. Powtdrzy¢ ekspozycje bez dodatkowych filtrow Al. Zanotowaé w formularzu zmierzong warto$¢ kermy

w powietrzu jako warto$¢ Ky, oraz zmierzong warto$¢ warstwy potchtonnej jako HVLg,.

9. Obliczy¢ $rednig wartos¢ kermy i warstwy HVL w dla dwdch pomiaréw wykonanych bez filtru Al i zanotowaé

w formularzu odpowiednio jako Kys oraz HVL g,

10. Powtorzy¢ punkty 4 — 9 dla innych warto$ci wysokiego napiecia.

11. W celu wyznaczenia warstwy poétchtonnej nalezy wybrac¢ z wykonanych wczesniej pomiarow dwie wartosci
kermy w powietrzu ograniczajgce od gory i od dotu wartosé Ks/2, zanotowac te wielkosci w formularzu jako K, i K,
(Ka > Kosl2, Ky < Kpg/2) razem z odpowiadajgcymi im grubosciami filtrow d, i dy.

12. Obliczy¢ wartos¢ warstwy potchtonnej korzystajgc z nastepujgcej zaleznosci:

WP = dpinl2K; [Kop | — d g Inl 2K /Ko |
B nlK, /K]

Kryterium oceny wynikow:
Grubos$¢ warstwy pofchtonnej dla nominalnej warto$ci wysokiego napiecia wybranej z zakresu stosowanego

klinicznie wynosi minimalnie — patrz Tabela 1.
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Tabela 1. Minimalne wartosci warstwy pofchfonnej dla réznych napiec.

Wysokie napiecie [kV] Minimalna warstwa poéfchfonna [mm Al]
Aptfyrzg gigftg;fgtg‘;ggz)vpv 'ﬁg?gg w Pozostate aparaty rentgenowskie
50 1,8 15
60 2,2 1,8
70 25 2,1
80 2,9 2,3
90 3,2 2,5
100 3,6 2,7
110 3,9 3,0
120 4,3 3,2
130 4,7 3,5
140 5,0 3,8
150 54 4,1
| L Dla wyznaczenia minimalnej warstwy potchtonnej mozna
nne napiecia h o ;
zastosowac interpolacje liniowg lub ekstrapolacje

Dodatkowo:

1. Poréwnac zmierzona wartosci HVL z wartosciami obliczonymi na podstawie pomiaréw kermy w powietrzu.

2. Na podstawie obliczonych wartosci HVL wykreslic zaleznos¢ warstwy potéwkowej w funkcji napiecia na lampie

rentgenowskiej. Zinterpretowac wynik.
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Urzadzenia stosowane w radiografii ogdélnej cyfrowej. Testy specjalistyczne:

5. Wielkos¢ ogniska
1. Na podstawie dokumentacji aparatu RTG okresli¢ rozmiary ogniska lampy RTG..
2. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w srodku pola swietlnego ustawi¢ statyw dedykowany do fantomu Pro-
Slit w taki sposéb, zeby pomiedzy osig wigzki a podstawa statywu oraz powierzchnia detektora obrazu zachowac
kat prosty.
3. Okresli¢ odlegtosé:

- ognisko lampy RTG — powierzchnia stotu aparatu RTG

- ognisko lampy RTG — powierzchnia przetwornika obrazu

4. Wysokos¢ stojaka ustawi¢ tak, zeby zapewni¢ powiekszenie geometryczne (stosunek wymiaru obiektu na

obrazie uzyskanego w wyniku ekspozycji do rzeczywistego wymiaru fantomu):
> 3 dla nominalnej wielkosci ogniska z zakresu < 0,4mm
> 2 dla nominalnej wielkosci ogniska z zakresu = 0,4mm i < 2,5mm
> 1 dla nominalnej wielkosci ogniska z zakresu > 2,5mm.

5. Zamontowa¢ na statywie fantom Pro-Slit tak, zeby dtuga krawedz szczeliny pokrywata sie z osig anoda —

katoda.

6. Wykona¢ ekspozycje dobierajgc jej parametry tak, aby otrzymaé obraz o mozliwie najlepszym kontrascie.

Zanotowac nominalne parametry ekspozyciji.

7. Ustawi¢ statyw z fantomem tak, zeby dtuga krawedz szczeliny byla prostopadta do osi z osig anoda — katoda,

a srodek szczeliny znajdowat sie w srodku pola swietlnego.
8. Wykonac¢ ekspozycje zgodnie z parametrami dobranymi w punkcie 6.

9. Na uzyskanych obrazach szczeliny przy uzyciu dostepnego oprogramowania zmierzy¢ diugo$¢ szczeliny d,n,

[mm]. Na podstawie wynikéw pomiaru obliczy¢ powigkszenie P dla kazdego z obrazéw z zaleznosci

"izm

- 10 mm
10. Na uzyskanych obrazach szczeliny przy uzyciu dostepnego oprogramowania zmierzy¢ szerokos$¢ szczeliny s,
[mm]. Uzyskane z pomiaru wyniki nalezy podzieli¢ przez wyznaczone w punkcie 9 powiekszenie P.
Szerokosé szczeliny dla rownolegtego ustawienia jej krawedzi do osi anoda — katoda odpowiada szeroko$ci
ogniska.
Szerokos¢ szczeliny dla prostopadtego ustawienia jej krawedzi do osi anoda — katoda odpowiada dtugosci ogniska.

Wyniki zanotowaé¢ w protokole.

Kryterium oceny wynikéw:
Dla pomiaru z uzyciem fantomu szczelinowego zmierzone wymiary w kierunku prostopadtym oraz réwnolegtym do

osi anoda — katoda kazdego ogniska dostepnego w lampie rentgenowskiej, wymienionego w procedurach

roboczych, o ktérych mowa w art 33g ust. 6 ustawy, wynoszg maksymalnie)
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Tabela 2. Maksymalne wymiary ogniska.
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Maksymalne wymiary ogniska
Wielkos¢ wg procedur w kierunku w kierunku
roboczych pr ostopadiym do rownolegtym do osi
osi anoda — katoda
anoda — katoda [mm]
[mm]

0,10 0,15 0,15
0,15 0,23 0,23
0,20 0,30 0,30
0,25 0,38 0,38
0,30 0,45 0,65
0,40 0,60 0,85
0,50 0,75 1,10
0,60 0,90 1,30
0,70 1,10 1,50
0,80 1,20 1,60
0,90 1,30 1,80
1,00 1,40 2,00
1,10 1,50 2,20
1,20 1,70 2,40
1,30 1,80 2,60
1,40 1,90 2,80
1,50 2,00 3,00
1,60 2,10 3,10
1,70 2,20 3,20
1,80 2,30 3,30
1,90 2,40 3,50
2,00 2,60 3,70
2,20 2,90 4,00
2,40 3,10 4,40
2,60 3,40 4,80
2,80 3,60 5,20
3,00 3,90 5,60
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6. Geometria wigzki promieniowania rentgenowskiego
6.1. Prostopadtos¢ osi wigzki promieniowania rentgenowskiego

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegtosé ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita co najmniej 1 m.

Zanotowac odlegtosc.

2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ pomiedzy ogniskiem lampy RTG, a powierzchnig stotu (ptaszczyzng pola swietlnego).

Zanotowac odlegtosc.

3. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w $rodku pola $wietlnego ustawi¢ fantom do wyznaczania osi wigzki

promieniowania X (Pro-Digi) tak, aby jego srodek pokrywat sie ze srodkiem krzyza swietlnego.

4. Wykona¢ ekspozycje dobierajac jej parametry tak, aby otrzymac obraz o mozliwie najlepszym kontrascie.

Zanotowac nominalne parametry ekspozyciji.

5. Na podstawie pomiaru odlegtosci pomiedzy srodkami znacznikéw fantomu na uzyskanym obrazie oceni¢

prostopadtos¢ osi wigzki promieniowania X do ptaszczyzny detektora obrazu. Wyniki zanotowaé¢ w protokole.

Kryterium oceny wynikow:
Kat odchylenia osi wigzki promieniowania rentgenowskiego od osi prostopadtej do ptaszczyzny rejestratora obrazu
wyprowadzonej z przecigcia krzyza $wietlnego nie moze byc¢ wiekszy niz 1,5°.

Uwaga: Dla fantomu Pro-Digi / Pro-Fluo warunek ten jest spetniony gdy caty cien kulki na szczycie stozka miesci

sie we wnetrzu pierscienia.

6.2. Zgodnos¢ sSrodka pola rentgenowskiego ze srodkiem uzyskanego obrazu

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegtosé ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita co najmniej 1 m.

Zanotowac odlegtosc.

2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ pomiedzy ogniskiem lampy RTG, a powierzchnig stotu (ptaszczyzng pola $wietlnego).

Zanotowac odlegtosé.

3. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w $rodku krzyza pola Swietlnego ustawi¢ fantom do wyznaczania osi
wigzki promieniowania X i oceny do geometrii obrazu (Pro-Digi) tak, aby znaczniki osi wigzki tego fantomu znalazty

sie w centrycznym potozeniu wzgledem siebie.

4. Wykona¢ ekspozycije dobierajgc jej parametry tak aby otrzymac obraz o mozliwie najlepszym kontrascie.

Zanotowa¢ nominalne parametry ekspozyciji.

5. Wyznaczy¢ srodek uzyskanego obrazu RTG i zmierzyc¢ jego odlegtos¢ od srodka pola rentgenowskiego. Wyniki

zanotowac w protokole.
Kryterium oceny wynikow:
Odlegto$c pomiedzy Srodkiem pola rentgenowskiego, a Srodkiem uzyskanego obrazu w odniesieniu do odlegto$ci

ognisko — detektor/przetwornik obrazu wynosi maksymalnie 2%.
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6.3. Zgodnos¢ srodka pola rentgenowskiego ze srodkiem krzyza pola swietlnego

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegtosé ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita co najmniej 1 m.

Zanotowac odlegtosc.

2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ pomiedzy ogniskiem lampy RTG, a powierzchnig stotu (ptaszczyzng pola $wietinego).

Zanotowac odlegtosc.

3. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w $rodku krzyza pola $wietlnego ustawi¢ fantom do wyznaczania osi
wigzki promieniowania X i do oceny geometrii obrazu (Pro-Digi) tak, aby znaczniki osi wigzki tego fantomu znalazlty
sie w idealnym potozeniu wzgledem siebie.

4. Wykonac¢ ekspozycje dobierajac jej parametry tak, aby otrzymac obraz o mozliwie najlepszym kontrascie.
Zanotowac¢ nominalne parametry ekspozyciji.

5. Na uzyskanym obrazie wyznaczy¢ odlegtos¢ od srodka pola rentgenowskiego do srodka krzyza pola swietlnego.

Wyniki zanotowaé w protokole.

Kryterium oceny wynikow:

Odlegfos¢ pomiedzy srodkiem pola rentgenowskiego, a Srodkiem krzyza pola $wietinego w odniesieniu do

odlegto$ci ognisko — rejestrator obrazu wynosi maksymalnie 1%

6.4. Zgodnos¢ srodka krzyza pola swietlnego ze srodkiem uzyskanego obrazu

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegtosé ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita co najmniej 1 m.

Zanotowac odlegtosc.

2. Wyznaczy¢ odlegtos¢ pomiedzy ogniskiem lampy RTG, a powierzchnig stotu (ptaszczyzng pola swietlnego).

Zanotowac odlegtosc.

3. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w srodku krzyza pola swietlnego ustawi¢ fantom do wyznaczania osi
wigzki promieniowania X i do oceny geometrii obrazu (Pro-Digi) tak, aby znaczniki osi wigzki tego fantomu znalazty

sie w idealnym potozeniu wzgledem siebie.

4. Wykona¢ ekspozycje dobierajgc jej parametry tak, aby otrzymac obraz o mozliwie najlepszym kontrascie.

Zanotowa¢ nominalne parametry ekspozyciji.

5. Wyznaczy¢ srodek uzyskanego obrazu RTG i zmierzy¢ jego odlegtos¢ od $rodka krzyza pola swietlnego. Wyniki

zanotowac w protokole.
Kryterium oceny wynikow:

Odlegfosc¢ pomiedzy srodkiem krzyza pola $wietlnego a srodkiem uzyskanego obrazu w odniesieniu do odlegto$ci

ognisko-rejestrator obrazu wynosi maksymalnie 1%
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6.6. Zgodnosé pola promieniowania rentgenowskiego z polem swietinym dla kolimatoréw z recznym

ustawianiem pola

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegtosé ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita co najmniej 1 m.

Zanotowac odlegtosc.

2. Wyznaczy¢ odlegto$¢ pomiedzy ogniskiem lampy RTG, a powierzchnig stotu (ptaszczyzng pola swietlnego).

Zanotowac odlegtosc.

3. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w $rodku pola $wietinego ustawi¢ fantom do oceny geometrii obrazu
(Pro-Digi) tak, aby jego srodek pokrywat sie ze srodkiem krzyza Swietlnego.

4. Za pomocg przeston kolimatora ograniczy¢ pole promieniowania X do wybranego obszaru.

5. Wykona¢ ekspozycje dobierajgc jej parametry tak, aby otrzymac¢ obraz o mozliwie najlepszym kontrascie.

Zanotowac nominalne parametry ekspozyciji.

6. Wyznaczy¢ odlegtos¢ pomiedzy krawedzig pola swietinego, a krawedzig pola promieniowania X kazdej krawedzi

w kierunku rownolegtym oraz prostopadtym do osi anoda—katoda. Wyniki zanotowa¢ w protokole.

Kryterium oceny wynikow:
6.6.1. Suma odlegfosci miedzy odpowiednimi krawedziami pola $wietinego i pola promieniowania rentgenowskiego

(oddzielnie wzdtuz kazdej z dwdch prostopadtych osi symetrii pola promieniowania rentgenowskiego) w

odniesieniu do odlegtosci ognisko lampy — ptaszczyzna pola $wietlnego wynosi maksymalnie 3%

6.6.2. Suma odlegfoSci okre$lonych w punkcie 6.6.1. w odniesieniu do odlegfo$ci ognisko - rejestrator obrazu

wynosi maksymalnie 4%
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Urzadzenia stosowane w radiografii oqélnej cyfrowej. Testy podstawowe:

3. Rozdzielczo$¢ wysoko i niskokontrastowa

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegtos¢ ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita co najmniej 1 m.

Zanotowac odlegtosé.

2. Wyznaczy¢ odlegtos¢ pomiedzy ogniskiem lampy RTG, a powierzchnig stotu (ptaszczyzng pola swietlnego).

Zanotowac odlegtosc.

3. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w srodku pola $wietinego ustawi¢ fantom do oceny rozdzielczosci
(Pro-Digi).

4. Ograniczy¢ pole promieniowania RTG do powierzchni fantomu.

5. Wykona¢ ekspozycje dobierajgc jej parametry tak, aby uzyska¢ obraz o mozliwie najlepszym kontrascie.

Zanotowac nominalne parametry ekspozyciji.
6. Okresli¢ minimalng rozdzielnos¢ wysokokontrastowg (LP/min).
7. Okresli¢ progowy kontrast obrazu (%).

8. Poréwnac uzyskane wyniki z wartosciami odniesienia.

Kryterium oceny wynikow:
Na obrazie obiektu testowego zawierajgcego wzory do oceny rozdzielczo$ci, uzyskanego przy uzyciu klinicznie

stosowanych parametréow ekspozycji, rozdzielczo$¢ wysoko- i niskokontrastowa wizualnie jest nie gorsza niz

wartosc odniesienia.
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5. System automatycznej kontroli ekspozycji (AEC)

Uwaga: Testy 5.1. - 5.2. nalezy wykonac przy uzyciu gtbwnego regionu detektora lub kombinacji regionéw
najczesciej stosowanej klinicznie.

5.1. Ocena systemu AEC przy zmianie wysokiego napiecia

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegto$é ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita, co najmniej

1 m. Zanotowac¢ odlegtos¢.

2. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w srodku pola swietlnego ustawi¢ fantom PMMA o grubosci 15 cm tak,

zeby zakrywat obszar wszystkich komor systemu AEC.
4. Za pomocg ogranicznikéw ograniczy¢ pole promieniowania do powierzchni fantomu.

5. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:

wysokie napiecie: 50 kV
obcigzenie czasowo-pragdowe: np. 80 mAs
system AEC: wigczony

wykona¢ ekspozycje zapisujgc wartos¢ obcigzenia prgdowo-czasowego z konsoli aparatu RTG (wynikajacg
Z dziatania systemu AEC).

6. Ustawic parametry ekspozyc;ji:

wysokie napiecie: 120 kv
obcigzenie czasowo-pradowe: np. 80 mAs
system AEC: wigczony

w tor wigzki RTG wtozy¢ odpowiedni filtr miedziany, wykonaé ekspozycje zapisujgc warto$¢ obcigzenia pradowo-

czasowedo z konsoli aparatu RTG (wynikajgce z dziatania systemu AEC).

7. Dla kazdej zapisanej wartosci obcigzenia prgdowo-czasowego obliczy¢ odchylenie zapisanych wartosci

obcigzenia czasowo-prgdowego od wartosci odniesienia.

Kryterium oceny wynikow:
Dla obrazéw fantomu réwnowaznego standardowemu pacjentowi, wykonanych dla najnizszej i najwyzszej

klinicznie stosowanej warto$ci wysokiego napiecia, odchylenie obcigzenia prgdowo-czasowego od wartosci

odniesienia wynosi maksymalnie £30 %.

5.2. Ocena systemu AEC przy zmianie grubosci fantomu

Uwaga: T tym punkcie mozna wykorzystac¢ dane z testu 8.2.

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegtos¢ ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita, co najmniej

1 m. Zanotowac odlegtosc.

2. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w srodku pola $wietlnego ustawi¢ fantom PMMA o grubosci 15 cm tak,
zeby zakrywat obszar wszystkich komoér systemu AEC.

4. Za pomocg ogranicznikéw ograniczy¢ pole promieniowania do powierzchni fantomu.
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5. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:

wysokie napiecie: np. 80 kV

obcigzenie czasowo-pragdowe: np. 20 mAs

system AEC: wigczony

wykonaé ekspozycje zapisujgc wartos¢ obcigzenia prgdowo-czasowego z konsoli aparatu RTG (wynikajgce
Z dziatania systemu AEC).

6. Zmieni¢ grubos¢ fantomu i powtérnie wykonaé punkt 5 przy niezmienionych parametrach ekspozycji.

7. Dla kazdej zapisanej obcigzenia prgdowo-czasowego obliczy¢ odchylenie zapisanych wartosci obcigzenia

czasowo-prgdowego od wartosci odniesienia.

Kryterium oceny wynikow:

Dla obrazéw fantomu rownowaznego standardowemu pacjentowi oraz fantomu o innej grubosci, zbudowanego z
tego samego materiatu co fantom rownowazny standardowemu pacjentowi, wykonanych dla tej samej warto$ci
wysokiego napiecia najczesciej stosowanej klinicznie, odchylenie obcigzenia prgdowoczasowego od wartoSci

odniesienia wynosi maksymalnie £30 %.

5.3. Ocena systemu AEC przy zmianie potozenia gtéwnego regionu detektora

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegtosé ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita, co najmniej

1 m. Zanotowac odlegtosc.

2. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w $rodku pola $wietlnego ustawi¢ fantom PMMA o grubosci 15 cm tak,

zeby zakrywat obszar wszystkich komor systemu AEC.
4. Za pomocg ogranicznikdw ograniczy¢ pole promieniowania do powierzchni fantomu.

5. Ustawi¢ parametry ekspozyc;ji:

wysokie napiecie: np. 80 kV
obcigzenie czasowo-prgdowe: np. 20 mAs
system AEC: wigczony

wybraé gtéwny region detektora systemu AEC i wykonaé ekspozycje zapisujgc obcigzenie pragdowo-czasowe
z konsoli aparatu RTG.

6. Dla wszystkich dostepnych potozen regionéw detektora systemu AEC powtdrnie wykonac¢ punkt 5 przy

niezmienionych parametrach ekspozycji.

7. Dla kazdej zapisanej obcigzenia pradowo-czasowego obliczy¢ odchylenie zapisanych wartosci obcigzenia

czasowo-prgdowego od wartosci odniesienia.
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Kryterium oceny wynikow:

Dla obrazéw fantomu réwnowaznego standardowemu pacjentowi wykonanych przy ekspozycjach dla
poszczegdlnych pofozen gtéwnego regionu detektora systemu AEC oraz dla tej samej warto$ci wysokiego napiecia
najczesciej stosowanej klinicznie, odchylenie obcigzenia pragdowo-czasowego od wartosci odniesienia wynosi

maksymalnie +30 %.

5.4. Ocena systemu AEC przy zmianie natezenia pradu

1. Ustawi¢ lampe RTG aparatu tak, aby odlegto$é ognisko lampy RTG — detektor obrazu wynosita, co najmniej

1 m. Zanotowac odlegtosc.

2. Na wypoziomowanym stole aparatu RTG w $rodku pola $wietlnego ustawi¢ fantom PMMA o grubosci 15 cm tak,

zeby zakrywat obszar wszystkich komor systemu AEC.
4. Za pomocg ogranicznikéw ograniczy¢ pole promieniowania do powierzchni fantomu.

5. Ustawi¢ parametry ekspozyciji:

wysokie napiecie: np. 80 kV
natezenie pradu: 125 mA
system AEC: wigczony

wykonaé ekspozycje zapisujgc wartos¢ prgdu lampy RTG z konsoli aparatu RTG.

6. Ustawic parametry ekspozyc;ji:

wysokie napiecie: jak w punkcie 5
nateZenie prgdu: 400 mA
system AEC: wigczony

wykonaé ekspozycje zapisujgc wartos¢ prgdu lampy RTG z konsoli aparatu RTG.

7. Dla kazdej zapisanej wartosci pradu obliczy¢ odchylenie zapisanych wartosci prgdu od wartosci odniesienia.

Kryterium oceny wynikow:
Dla obrazéw fantomu réwnowaznego standardowemu pacjentowi, dla najmniejszej i najwiekszej warto$ci czasu

ekspozycji z zakresu stosowanego klinicznie, odchylenie obcigzenia prgdowo-czasowego od wartoSci odniesienia

wynosi maksymalnie £30 %.
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wykonuj acy:

data:

aparat RTG:

warunki srodowiskowe: T [°C] p [hPa] RH [%]
3. Warstwa pétchtonna

detektor:

odlegtos¢ ognisko-detektor obrazu Fod [mm]

odlegtos¢ ognisko-stét Fos [mm]

odlegtos¢ ognisko-detektor promieniowania [mm]

odlegtos¢ ognisko-statyw Al. [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

warstwa Al. K01 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K02

zmierzona wartos¢ kermy w powietrzu [Gy]

zmierzona warto$¢ HVL [mm]

wartos¢ srednia HVLSr

wartos¢ srednia KOsSr

Ka [Gy]

da [mm]

Kb [GY]

db [mm]

obliczona wartos¢ WP [mm]

roznica HVLSr - WP [%]




wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

warstwa Al.

K01

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K02

zmierzona warto$¢ kermy w powietrzu [GY]

zmierzona wartos¢ HVL [mm]

wartos¢ srednia HVLSr

wartos¢ srednia KOsSr

Ka [Gy]

da [mm]

Kb [Gy]

db [mm]

obliczona warto$¢ WP [mm]

réznica HVLSr - WP [%]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

warstwa Al.

K01

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K02

zmierzona warto$¢ kermy w powietrzu [GY]

zmierzona wartos¢ HVL [mm]

wartos¢ srednia HVLSr

wartos¢ srednia KOsSr

Ka [GY]

da [mm]

Kb [Gy]

db [mm]

obliczona warto$¢ WP [mm]

réznica HVLSr - WP [%]




wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

warstwa Al.

K01

K1

K2

K3

K4

K5

K6

K02

zmierzona warto$¢ kermy w powietrzu [GY]

zmierzona wartos¢ HVL [mm]

wartos¢ srednia HVLSr

wartos¢ srednia KOsSr

Ka [Gy]

da [mm]

Kb [Gy]

db [mm]

obliczona warto$¢ WP [mm]

réznica HVLSr - WP [%]

akceptacja: |

TAK

NIE




Urzqdzenia stosowane w radiografii ogolnej cyfrowe;.
Testy specjalistyczne

wykonujacy:

data:

aparat RTG:

warunki srodowiskowe: T [°C] p [hPa] RH [%]

5. Wielkosc ogniska

fantom

wymiar nominalny ogniska Fnom [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

zmierzona diugo$¢ szczeliny Il dzm Il [mm]

zmierzona dtugos¢ szczeliny T dzm T [mm]

powiekszenie Il P I

powiekszenie T P T

zmierzona szeroko$¢ szczeliny szm Il [mm]

zmierzona szeroko$¢ szczeliny szm T [mm]

szerokos¢ ogniska F Il [mm]

dlugosc ogniska F T [mm]

akceptacja:[ TAK | NIE |




Urzqdzenia stosowane w radiografii ogolnej cyfrowe;.
Testy specjalistyczne

wykonuj acy:

data:

aparat RTG:

warunki srodowiskowe: T [°C] p [hPa] RH [%]

6.1. Prostopadio $¢ osi wi gzki promieniowania rentgenowskiego

fantom

odlegtos¢ ognisko-detektor Fod [mm]

odlegtos¢ ognisko-stét Fos [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

odlegtos¢ pomiedzy znacznikami fantomu [mm]

kat odchylenia osi wigzki [°]

akceptacja:[ TAK [ NIE |

6.2. Zgodno $¢ $rodka pola rentgenowskiego ze  $rodkiem uzyskanego obrazu

fantom

odlegtos¢ ognisko-detektor Fod [mm]

odlegtos¢ ognisko-stét Fos [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

odlegtosc $r pola RTG - 8r obrazu dro [mm]

dro/Fod [%]

akceptacja:[ TAK | NIE |

6.3. Zgodno $¢ srodka pola rentgenowskiego ze  $rodkiem krzy za pola $wietinego

fantom

odlegtos¢ ognisko-detektor Fod [mm]

odlegtos¢ ognisko-stét Fos [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

odlegtosc $r pola RTG - 8r krzyza Swietlnego drk [mm]
drk/Fod [%]

akceptacja:[ TAK | NIE |




6.4. Zgodno $¢ srodka krzy za pola swietlnego ze $rodkiem uzyskanego obrazu

fantom

odlegtos¢ ognisko-detektor Fod [mm]

odlegtos¢ ognisko-stét Fos [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

odlegtosc $r krzyza Swietlnego - $r obrazu dko [mm]

dko/Fod [%)]

akceptacja:[ TAK [ NIE |

6.6. Zgodno $¢ pola promieniowania rentgenowskiego z polem swietinym dla kolimatoréw z r  @cznym ustawianie

fantom

odlegtos¢ ognisko-detektor Fod [mm]

odlegtos¢ ognisko-stét Fos [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

wymiar nominalny pola swietlnego [mm]

Roznica miedzy krawedzig pola Swietlnego, a krawedzig

pola promieniowa X [mm] I a b
X =lal + Ibl [mm]
Roznica miedzy krawedzig pola Swietlnego, a krawedzig c d

pola promieniowa X [mm] T

Y =lcl + Idl [mm]

X/Fos [%]

Y/Fos [%]

XI/Fod [%]

YIFod [%]

akceptacja:[ TAK | NIE |




3. Rozdzielczos$¢é wysoko i niskokontrastowa

fantom

odlegtos¢ ognisko-detektor Fod [mm]

odlegtos¢ ognisko-stét Fos [mm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartosc nominalna obcigzenia prgdowo-czasowego [mAS]

minimalna rozdzielczosc wysokokontrastowa [LP/mm]

wartos¢ odniesienia [LP/mm]

progowy kontrast obrazu [%]

wartos¢ odniesienia [LP/mm]

akceptacja:[| TAK | NIE




Urzgdzenia stosowane w radiografii ogdlnej cyfrowe;.
Testy podstawowe

5.1. Ocena systemu AEC przy zmianie wysokiego napi  ecia

grubosc fantomu PMMA [cm]

wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]

wartos¢ obcigzenia prgdowo-czasowego ITi [mAS]

wartos¢ odniesienia obcigzenia prgdowo-czasowego ITodn [mAS]

odchylenie ITi od ITodn [%)]

akceptacja:[| TAK | NIE
5.2. Ocena systemu AEC przy zmianie grubo  $ci fantomu
wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]
wartos¢ obcigzenia prgdowo-czasowego ITi [mAS]
wartos¢ odniesienia obcigzenia pragdowo-czasowego ITodn [mAs]
odchylenie ITi od ITodn [%)]
akceptacja:[ TAK | NIE
5.3. Ocena systemu AEC przy zmianie poto  zenia gtdwnego regionu detektora
region detektora systemu AEC
wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]
wartos¢ obcigzenia prgdowo-czasowego ITi [mAS]
wartos¢ odniesienia obcigzenia pragdowo-czasowego ITodn [mAs]
odchylenie ITi od ITodn [%)]
akceptacja:[ TAK | NIE
5.4. Ocena systemu AEC przy zmianie nat ezenia pr adu
wartos¢ nominalna napiecia Unom [kV]
wartos¢ nominalna czasu ekspozycji Ti [ms]
wartos¢ opradu lampy RTG li [mAs]
wartos¢ odniesienia pradu lapy RTG lodn [mAs]
odchylenie li od lodn [%)]
akceptacja:[ TAK | NIE




